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Тонкие пленки металлического хрома 

широко используются в катализе, 
микроэлектронике, солнечной энергетике и 
нанотехнологиях. Во многих случаях точное 
определение толщины тонких пленок хрома 
является чрезвычайно важным для 
эффективного функционирования приборов. 
Оптическая эллипсометрия может эффективно 
использоваться для неконтактного и 
неразрушительного определения толщины 
полупрозрачных металлических пленок при 
условии, что хорошо известны оптические 
константы материала. Поэтому целью 
настоящего исследования была разработка 
метода термического напыления 
высококачественных металлических тонких  
пленок хрома с хорошо контролируемой 
толщиной. Оптические константы пленок 
металлического хрома определяли методом 
оптической эллипсометрии. 

Пленки металлического хрома получали 
испарением в вакууме 10-5 Па на кварцевую 
подложку, температуру которой выбирали в 
диапазоне 60-250°C. Использовали испаритель, 
представленный на Рис. 1. Были получены 
аморфные пленки, как установлено RHEED-
измерениями. Спектральные зависимости 
индекса преломления n(λ) и коэффициента 
затухания k(λ) определяли для толстых 
непрозрачных пленок с помощью 
эллипсометрической спектроскопии (ЭС). 
Эллипсометрические углы Ψ и Δ измеряли как 
функции λ в спектральном диапазоне 
~250−1030 нм с использованием эллипсометра 
ELLIPS-1771. Спектральное разрешение 
прибора составляло величину порядка 2 нм. 
Использовали четырехзонный метод СЭ-
измерений.   

 
 

Рис.1.  Термостатируемый испаритель с 
удаленными тепловыми экранами. 

 
Полученные результаты измерений 
впоследствии усредняли по четырем зонам. 
Эллипсометрические параметры Ψ и Δ связаны 
с комплексными коэффициентами преломления 
Френеля следующим соотношением:  
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где Rp и Rs – коэффициенты p и s поляризации. 
Для определения экспериментальных 
зависимостей индексов преломления n(λ) и 
коэффициентов затухания k(λ) использовали 
модель (воздух) − (гомогенная изотропная 
подложка).


